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Abstract
Light scattering by a dielectric nanosphere

embedded near metal surfaces

Chanjae Park
Program in Nano Science and Technology
Graduate School of Convergence Science and Technology

Seoul National University

In this paper, it is analyzed experimentally and theoretically that the far-field light
scattering characteristics of a nanostructure in which a dielectric nanoparticle
(spherical TiO,) is inserted near the metal (Ag) surfaces. The numerical simulation
shows that the nanocavity made by the embedded a nanoparticle (spherical TiO,)
form a dipole mode at the peak wavelength (A,c.c) of the scattered light and form a
quadrupole mode at the sub-peak wavelength (Agppeax). By controlling the size of
the dielectric nanoparticle, it is demonstrated that the desired wavelength can be
selectively scattered over the visible light band. Experimental results show that the
mode can actually scatter far-field, and the peak wavelength (A,c.x) of the measured
scattered light is characterized by a narrow FWHM of less than 50 nm. Based on
these characteristics, it is expected that the nanostructure can be utilized as a light
scattering electrode of a display device in the future. Especially, it is expected that

the light extraction efficiency can be improved by scattering the light which is



extinguished by the total internal reflection and scattering the surface plasmon
polaritons on the surface of the metal electrode by utilizing it as an upper electrode

in the bottom emission OLED devices.

Keywords: nanoparticle, nanostructure, light scattering, OLED, outcoupling
efficiency

Student Number: 2016-27183

44 AL -__:_-_. =11



	제 1 장 서    론
	제 2 장 연구 배경
	제 1 절 유기발광다이오드 외부 양자 효율
	제 2 절 유기발광다이오드 광추출 효율 향상 연구 동향

	제 3 장 금속 표면 근처에 내장된 유전체 나노구체에 의한 광산란 시뮬레이션
	제 1 절 시뮬레이션 모델링
	제 2 절 산란광 시뮬레이션 특성 분석

	제 4 장 유전체 나노구체가 내장된 금속 필름 제작
	제 1 절 제작 구조
	제 2 절 TiO2 나노구체
	제 3 절 동축 이중 노즐정전분무
	제 4 절 샘플 제작 공정

	제 5 장 결과 및 고찰
	제 1 절 제작한 나노구조의 산란광 특성 실험적 검증
	제 2 절 시뮬레이션과 제작샘플 간의 산란광 특성 비교

	제 6 장 결    론
	참고문헌
	Abstract


<startpage>11
제 1 장 서    론 1
제 2 장 연구 배경 3
 제 1 절 유기발광다이오드 외부 양자 효율 3
 제 2 절 유기발광다이오드 광추출 효율 향상 연구 동향 6
제 3 장 금속 표면 근처에 내장된 유전체 나노구체에 의한 광산란 시뮬레이션 11
 제 1 절 시뮬레이션 모델링 11
 제 2 절 산란광 시뮬레이션 특성 분석 13
제 4 장 유전체 나노구체가 내장된 금속 필름 제작 19
 제 1 절 제작 구조 19
 제 2 절 TiO2 나노구체 20
 제 3 절 동축 이중 노즐정전분무 22
 제 4 절 샘플 제작 공정 25
제 5 장 결과 및 고찰 30
 제 1 절 제작한 나노구조의 산란광 특성 실험적 검증 30
 제 2 절 시뮬레이션과 제작샘플 간의 산란광 특성 비교 34
제 6 장 결    론 37
참고문헌 40
Abstract 43
</body>

